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РЕФЕРАТ 

Отчет       76    с.,        53   рис.,      11    табл.,     25    источников,     –   прил.  

ПЛАЗМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОНОВ, ПЛАЗМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАРЯ-

ЖЕННЫХ ЧАСТИЦ, ПЛАЗМЕННЫЕ ЭМИТТЕРЫ, ЭЛЕТРОННО- И ИОННОЛУЧЕВЫЕ  ТЕХ-

НОЛОГИИ, ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Объектом исследований являются газоразрядные структуры, формирующие плазму с 

эмиссионными свойствами, достаточными для создания высокоэффективных технологических 

плазменных источников электронов и ионов, а также технологические плазменные источники 

электронов и ионов, способные функционировать в тяжелых вакуумных условиях и пригодные 

для модификации поверхностей  и других родственных технологий. 

Цель работы – разработка методики воздействия и требований к параметрам электронных 

и ионных потоков для реализации комбинированного электронно-ионного воздействия и получе-

ния модифицированных поверхностных слоев. Разработка, изготовление и исследование парамет-

ров экспериментального макета электронно-ионного источника 

В результате выполнения работы проведен анализ параметров электронных и ионных 

потоков, необходимых для реализации технологий модификации поверхностей, совмещенных с 

термическим воздействием. Предложен ряд перспективных конструкций газоразрядных структур 

плазменных источников заряженных частиц, позволяющих реализовать требуемые параметры 

воздействия указанными способами, обоснованы технологические требования к электронно-

ионному воздействию с учетом свойств обрабатываемых материалов и условий их эксплуатации. 

Обоснованы технологические требования  к электронно-ионному воздействию  с учетом  свойств  

обрабатываемых материалов и условий технической эксплуатации. Разработаны эскизные проекты 

конструкций и изготовлены экспериментальные макеты. Предварительные эксперименты показа-

ли перспективность использования разработанных газоразрядных структур для разработки техно-

логий модификации поверхностей в условиях одновременного термического воздействия. 

Область применения: полученные результаты развивают теорию генераторов плазмы и 

могут быть использованы при создании отечественных электронно-лучевых энергокомплексов на 

базе пушек с плазменным эмиттером различенного технологического назначения. 

Основные показатели: высокая эффективность разрабатываемых источников электронов 

обеспечит возможность реализовать энерго- и ресурсосберегающие технологии модификации по-

верхностей различных материалов и сплавов. 

Степень внедрения: результаты исследований планируется использовать для создания отече-

ственных электронно-лучевых энергокомплексов различного технологического назначения и разра-

ботки новой технологии модификации поверхностей различных материалов и сплавов с использо-

вание пушек с плазменным эмиттером. Полученные новые научные результаты используются при 

подготовке научных кадров в рамках магистратуры и аспирантуры. 
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